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Motivation und Zielstellung

+ Uberwachung von gasférmigen Substanzen im 1 Herstellung von gassensorischen SnOx-Diinnschichten
alltaglichen Leben und industrieller Umgebung ist «  mittels plasmagestitzter chemischer Gasphasen-
heutzutage unabdingbar abscheidung (APPCVD) unter Normaldruckbedingungen

* Metalloxidhalbleiter, insbesondere Zinnoxid (SnO,) Aufbau eines Messplatzes zur Bestimmung der

sind eines der am haufigsten verwendeten und am e gassensorischen Eigenschaften von diinnen SnO,-

besten untersuchten Materialien fiir Gassensoren Coatings
 Gassensormechanismus beruht auf der Anderung 3 Untersuchungen zum Einfluss insbesondere der
der elektrischen Leitfahigkeit als Reaktion auf e Substrattemperatur wahrend der APPCVD auf die
umliegende Gase Sensorleistung von SnO, -Schichten
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SEM-Topographieaufnahmen von SnOx-Schichten, iRt N Konzentration, pom
hergestellt bei unterschiedlichen Substrattemperaturen.
Widerstand besti 2u Beginn der Gi gen bei Anderung des Widerstandsverlaufs fiir verschiedene Sensitivitdt als Funktion der Messtemperatur
einer Messtemperatur von 200 °C Messtemperaturen
Abrasionsstabilitat
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Anzahl der Abrasionszyklen NH,-Konzentration, ppm
’ gute Performance
Schichtdickent an SnO-Schichten, die in Sensitivitdt als Funktion der Substrattemperatur
Anlehnung an ASTM D2486 auf Abrasion getestet wurden wiihrend der Herstellung
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